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Nazwa i adres / Name and address
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ZESPÓŁ LABORATOR|ÓW WZORCUJĄCYCH

ul. Młodych Techników 61/63
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Działalność plowadzona
/ Activity conducted

W stałej loka]izaci (s) i/lub
poża nią (P) / at
permanent locat on (s)
and/or oulsrde of
permanent locat on (P)

Wzorcowani9 / calibrationI
Numer i nazwa Wielkości mierzonej / number and name of measurand')
2.01 ciśnienie akustyczne (dźWięk W powietrzu)
2.03 przyspieszenie drgań mechanicznych
3.01 pH
3.02 przewodnośó elektryczna WłaściWa (konduktometria)
5.03 gęstość (ciała stałe)
6.01 długość
6.03 długość (geometria poWierzchni)
7,01 napięcie Dc
7 .o2 pląd DC
7,03 napięcie Ac
7,04 prąd Ac
7,05 rezystancja Dc
7,06 rezystancja Ac
7,08 indukcyjność
7,09 pojemność
10.01 czas (przedział czasu)
'10.02 częstotliwość
12.01 siła
13.01 twardość
15.01 masa (Wagi)
15.02 masa (odważniki iWzorce masy)
16.03 gęstość optyczna widmowego Współczynnika przepuszczania
17.01 ciśnienie
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PcA zakres akredńacii Nr AP 083

Laboratorium Masy i Długości
ul. Młodych TechnikóW 61/63, 53-647 Wrocław

obi€kt WzorcoWania/pomiarU zakres pomiarowy Niepewność
pomiaru dla cMc

[łiejsce
dzjał.

lMetoda pomiarowa

Dluqość
Płytkiwzorcowe k|asy 0 (0,5 + 100) mm ło,oaz + a,2zl,z w|

gdżie L W m

s Procedula wewnętrz na
PwlL1l02

PN"EN lso 3650|2000

lMetoda porównawcza
za pomocą komparatola

dWuczujnikowego

(125 + 500) mm uĘłs\ 1uarl, pn,

Płytkiwzorcowe 1, 2 (0,5 + 100)mm ło,1oż + a,72 Lż pń
qdzie L w m

(125,i, 500) mm J0,10'+ 1,9,r, pm,

Plaskorównoległe plytki inteńerencyjne
- odchyl€nie długości środkowej od dlugości
nominalnej

(0,i, 100) mm 1!m
s Procedura wewnętrZna

PWL1/03

Metoda poróWnawcza
z żastosowaniem plytek

wżorcoWych oraz
optimetlu

suwmiarki 0.300),nm
00 + 500) mm

0,04 mm
0,05 mm

s Procedura wewnętżna

lWl_PWL1/01

Meloda
bezpośrednia

z zastosowaniem płytek

ściomieże suwmiarkowe 0 + 500) mm 06 mm s
Wysokościomierze śuwmiarkow€ (0 + 500)mm

(500 + 800)mm
(800.i l000) mm

0,05 mm
0,06 mm
0,07 mm

s

lVikrometry zewnętżne (0- 75)mm
(75 + 100)mm

(100,i,200) mm

2|m
3!m
3um

s Procedura Wewnętżna

lW2_PWL1/01

bezpośrednia
ż zastosowaniem płytek

lvikrometry wewnętżn€ (5+ 30)mm
(30 + 55)mm
(50 + 100)mm

( 100 - 150) mm

2!m
2W
3pm
3um

s

lVikrometry z wbudowanym czujnikiem (0 + 75)mm
(75.i 100) mm

2 pm
2um

s

Głębokościomierże miklometryczne (0+ 75)mm
(75 + 150) mm

2pm
3Um

s

0 - 100)mm 2pm s
Czujniki analogowe o wańości działki
elementarnej 0,01 mm

(0- 50)mm 6!m s Plocedura wewnętrz na

bezpośrednia
ż żastosowani€m

głoWicy
mikrometrycznej

,owe o rożdżlelczo§cl 0,01 mm ]+50 10 !m
,owe o rozdzielczości 0,001 mm 3!m S

srednicóWki czujnikowe o wańości działka
elemenlalnej 0,01 mm

(a- 50)mm
(50 + 160)mm

7!m
7um

s

SrednicóWki czujnikowe o Wańości działki
elemenlarnej 0,001 mm

(18 + 35) mm
(35 + 60)mm
(50 + 150) mm

2!m
2!m
3Um

s

szczelinomierze (0,03 + 1,00) mm 0,8 pm s Procedura Wewnętżna

lVetoda porównawcza
z zastosowaniem płytek

Wzolcowych oraz
oplimetru

Przymiary sztyWn€
przvmiarv Dółsztvwne

(0+1)m 0,08 mm s Procedura wewnętrzna

Metoda porównawcza
ż żaśtośowańiem

przymiaru sżtyWnego
lub Dółsztvwneoo

PrŻymiary w§tęgowe
Przymiary §zt}.flne
Prżymiary półsztywne

(0i5)m (0,08 + 0,01 L) mm
gdzie L w m

s

Długość (qeometria pow
Płaskie płytki inteńer€ncyjne o średnicy do
,| 00 mm
_ odchylenie od płaskości metodą trzech (0,00 + 0,20)pm 0,07 !m

s Procedura wewnętrzna

Metoda pośl€dnia za
pomocą płytek

anleńe.encyjnych
Płaskorównol€gł€ plytki interferencyjne
- odchylenie od płaskości metodą

_ odchvl€ni€ od równoleqłości

(0,00 + 0,20)pm

{0,00 - 0,80) !m

0,08 pm

0,1 !m
siła
lvlaszyny wytrzymałościowe do prób
statycznych do sił rozcaągających isił
ści§kających
Użądzenia technologiczne do sił
lożciaoaiacvch i sił ściskaiacvch

0,01 N+500kN

(500.2000)kN

silomierze kl,0,5
o,13%

sałomaerze kl. 1

0,25 %

Procedura wewnętrżna
PWL1/15

PN_EN lso
7500-1:2016-02

strony:
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PcA zakres akredńacii Nr AP 083

obiekt wzorcowania/pomiaru zakres pomiarowy Niepewność
pomiaru dla cMc

Miejsce
dżd. Metoda pomiarowa

TWardość
Twaldościomierze Rockwella
- twardość

_ sila

(45 i 88) HRA
(90 + 100) HRB
(20 + 70) HRc
(s8 + 1471) N

0,6 HRA
0,6 HRB
0,6 HRc
0,28./"

Procedura Wewnętrzna

lMasa (wagi)
Wagi nieautomatyczne mechanicżn€
Wagi nieautomatyczne elektroniczne

do 220 g
powyżej 220 g do 12 kg

powyźej 12 kg do 300 kg

5.10 5 %
8,5.10,4 %
510.3 %

s,P Procedura wewnętrzna
PwlL1l12

EURAN]ET cq-18 V,4,0
lvlasa (o.tważniki iwzorce masy)
Wzorce masy klasy dokładnościEż 1g

2g
5g
10 s
20g
50s
100 g
200 g
500 q

0,010 mg
0,0,|3 mg
0,0l6 mg
0,020 mg
0,026 mg
0,03 mg
0,05 mg
0,10 mg
0,25 mo

s Procedura weWnęllzna

ollVL R.111,1:2004
załącznik c

Wzorce masy klasy dokłac'nościF]
odwaźniki klasy dokładności F]

1 mg,2 mg,5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg

1g
2g
5g

10 s
20s
50g
100 g
200 g
500 g
1kg
2ks
5ks
10 kg
20 kg
50 ko

0,006 mg
0,008 mg
0,010 mg
0,013 mg
0,016 mg
0,020 mg
0,026 mg
0,033 mg
0,040 mg
0,053 mg
0,06 mg
0,08 mg
0,10mg
0,16 mg
0,33 mg
0,8 mg
1,6 mg
3mg
8ms
,|6 mg
33 mg
83 mo

s Procedura wewnętrzna

ol[4L R-1l1-1:2004
załącznik c

Wzorce masy klasy dokładności F7
odważniki klasy dokładności F,

1mg,2 mg,5 mg
10 mq
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg

1g
2g
5g
10 g
20g
50s
100 g
200 g
500 q
1ks
2kg
5kg
10 kg
20 kg
50 ko

0,020 mg
0,026 mg
0,033 mg
0,040 mg
0,053 mg
0,066 mg
0,083 mg
0,100 mg
0,133 mg
0,166 mg
0,200 mg
0,26 mg
0,33 mg
0,53 mg
1,0 mg
2,6 mg
5,3 mg
10 mg
26 mg
53 mg
100 mg
266 mq

s Procedura wewnętrZna

ollVL R_111-1|2004
załącznik c

Wzorce masy klasy dokładności lM]

odważniki klasy dokładności M]
mg,2 mg,5 mg

10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg

1g
2g
5g
10 s
20g
50s
100 g
200 g
500 q

0,066 mg
0,083 mg
0,10 mg
0,13 mg
0,16 mg
0,20 mg
0,26 mg
0,33 mg
0,40 mg
0,53 mg
0,66 mg
0,83 mg
1,0 mg
1,6 m9
3ms
8mo

s Plocedura wewnętżna

ol[4L R-11,|,1:2004
załącżnik c

stronyI
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PcA zakres akredńacji Nr AP 083

obiekt wzorcoWania/pomiaru zakres pomiarowy Niepewność
pomiaru dla cMc

lMiejsce
&ił. Meloda pomiarowa

Wzorce ma§y klasy dokładności l\41

odważniki klasy Clokładności M]
1kg
2kg
5ks
10 kg
20 kg
50 kq

16 mg
33 mq
83 m9
166 mg
333 mg
833 mq

s Procedura wewnętźna

olN]L R-111-1|2004
załącznik c

Wzorc€ masy 25 kg 25 kg 416 mg s Procedura Wewnętrzna

ollML R-111ł:2004
zalacznik c

obciążniki odlkgdo50kg 1.10.4 % ProcedUra Wewnętżna

Gęstość (ciała stałe)
Gęstościomieże zboźowe 1/4 L
Gęstościomieże zbożowe 1 L (180 + 220) g

(720.i 880) g

|72 ż 88J
kgi hL

o,7 s

2,0 s

o,2a
kg/hL
0,20

s ProcedUra Wewnętrżna
PwlL1l13

Gęstość optyczna widmowego współczynnika przepuszczania
spektrofotometry
- gęstość optyczna widmowego Współczynnika zakres widmowy

(400 i 800) nm

0,10 + 0,20
0,20+ 0,40
0,40+ 0,66
0,66+ 1,00

Filtry ciekł€:
długościfali| 235 nm,

257 nm,313 nm,350 nm

PDc Blank 0 mg/l
0,0365
0,0387
0,0444
0,0500

PDc 20 mg/l
0,2482
0,1359
0,3288
0,2963

PDc 40 mg/l
0,4555
o,2213
0,60B2
0,5360

PDc 60 mg/l
0,6710
0,3245
0,8997
0,786,|

PDc 80 mg/l
0,8852
o,4219
1,1899
1,0366

PDc 100 mg/l
1,0970
0,5169
1,4815
1,286/

(400 + 800)nm

0,0042
0,0045
0,0054
0,0064

0,0044
0,0044
0,0045
0,0045

0,0050
0,0048
0,0052
0,0051

0,0057
0,0053
0,0060
0,0058

0,0064
0,0058
0,0069
0,0067

0,0073
0,0066
0,0079
0,0076

0,0092
0,0083
0,0098
0,0095

0,18 nm

s,P plocedura wewnętrzna

- dłuqość fali
Wers]a slrony:

Niepewnośc pomiaru dla cl\4c stanowi niepewność rozszeżoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia
ok,95 %, Wańośó Wyrażona W procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego
udziału W Wańości Wielkości mierzonej, W pozostałych przypadkach niepewność pomiarU dla clvlc Wyrażona
jest W jednostkach Wielkoścl mlerzonej,

wydanie 22,29.11.2a23 str, 4/10



PcA zakres akredńacji Nr AP 083

Laboratorium PrzeplywóW

ul, N/]łodych TechnikóW 61/63, 53-647 Wrocław

obiekt wzorcowania/pomiaru zakres pomiarowy NiepeWność
pomiaru dla clMc

Miejsce
dział.

Metoda pomiarowa

ciśnienae
ciśnieniomieęe sprężynowe
ciśnieniomieże elektroniczne
- ciśnienie względne - podciśnienie
inadciśnienie

(-0,1 - 0,1)lvPa
(0,1 - 0,4)lVPa
(0,4 = 1) lv]Pa
(1 + 2,5)[łPa
(2,5 + 5) lvPa
(5 + 6) lMPa

(6 + 10) MPa
(10 - 22) lvPa
(22 + 50) lvPa
l50 + 60) lrlPa

2,10 i l9 Pa
1,10 a lV Pa
2,10 4 NlPa
610alVPa
1 10n lV Pa
2.10n Nl Pa
4,10r Nl Pa

2-101MPa

s Procedula wewnętrzna
PwlL2l01

lwl-PwlL2l01
lw2- Pw lL2l01
lW4- PWL2/01
lW5_ PWL2/01
lW7, PWL2/0.|

ciśnieniomieże spręźynowe
ciśnieniomierze elektroniczne (barometry)
- ciśnienie absolutne lbezwzqledne)

(920,i, 1080) hPa 0,2 hPa s

stronyI

Niepewność pomiaru dla Cl\/C stanowi niepewnośc rozszerzoną przy prawdopodobieństwae rozszerzenia
ok, 95 % ijest Wyraźona W jednostkach Wielkości mierzonej,
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PcA zakres akredYtacii Nr AP 083

Laboratorium Elektryczności
ul Młodych TechnikóW 61/63, 53-647 Wrocław

obiekt Wzorcowania/pomiaru zakres pomiarowy Niepewność
pomiaru dla cMc

Miejsce
&iał. Metoda pomiarowa

ciśnienie akustyczne
Kalibratoly akustyczne
- poziom ciśnienia akustycznego (90 + 120)dB

Wodnaesienau do 20 pPa
częstotliwość nominalna:

l kHz

0,10 dB
Plocedura wewnętlzna

PWL3/l3

PN-EN 60942|2005

lvlierniki poziomu dźwięku
, odpowiedź miernika poziomu dźwięku na
sygnał z kalibratora akustycznego

- odpowaedź mielnika pożiomu dźwięku na
elektryczne sygnały pomiarowe

- chalakterystyka częstotliwościowa mielnika
poziomu dźwięku w polu swobodnym

90 dB : 130 dB
W odni€si€niu do 20 |Pa

od 0 dB do 140 dB
wodniesieniu do 20 !Pa,

zakres częstotliwości
20 Hz + 20 kHz

zakres częstotliwości
20Hz+lk{z
2kHz+8kHz

dla 16 kHz
dla 20 kHz

częstotliwoŚciI
125 Hz, 1 k{z
4 kHz. 8 kHz

0,2 dB

0,2 dB

0,2 dB
0,3 dB
0,5 dB
0,6 dB

0,2 dB
0.3 dB

s Procedura wewnętrzna

PN-EN 60651:2002
PN.EN 60804:2002
PN-EN 61672_1:2005
PN,EN 61672-3:2007

PN"EN 60651:2002
PN-EN 60804i2002
PN-EN 61672-1:2005
PN-EN 61672-3:2007

PN-EN 6065'1:2002
PN.EN 60804:2002

PN-EN 61672,1:2005
PN-EN 61672-3:2007

)ieszenie drrtań mechanicznvch
Kalibratory d rgań mechanicznych
- przyspieszenie drgań mechanicżnych

wańość prżyspie§zenia
skutecznaI

1,0 msź
częstotliwość nominalna:

15.92 Hż

1,3 %

s Procedura wewnętrzna

wańość plzyspieszenia
skuleczna lub szczytowa:

3"16 ms'
7,07 msł
10 ms'

częstotliwości nominalne:
79,6 Hz
159.2 Hz

1,2 %
1,2 %
1,2%

PH

_pH
. napięcie stałe

0+14
(_2300.: 2300) mv

0,003
0,2 mV

S Procedura wewnętźna
PW/L3/10

llłeloda elektryczna
elektrycżna Właściwa

Konduktometry
- przewodnoŚĆ elektryczna Właściwa

(0,0001 + 2) ms/cm
(2+ 500)ms/cm

0,2%
0,2 %

s Procedura wewnętęna

lv]etoda elektrvczna
Napiecie Dc
Multimetry
lMierniki napięcia cyfrowe

(0,1 + 20) mV
(20 + 200) mV
200mV+2V

12 + 20|v
(20 + 200)V

(200 + 1000)v

0,033 %

0,004 %

0,00089 %
0,00039 %

0,00064 %

0,00095 %

s Procedura Wewnętrżna
PWL3/07

Kalibratory (10 - 200)mV
200mv+20V

(20 + 200)v
1200 + 1000) V

0,00075 %

0,00046 %

0,00069 %
0,00078 %

S Procedura weWnętżna
PWL3/05

Prad Dc

lvierniki prądu cyfrowo
(10 + 200)pA
(0,2- 200)mA

(0,2 + 2) A
(2+10)A

0,013 %

0,0053 %

0,013 %

0,043 %

s Procedura wewnętrzna

strony]
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PcA zakres akredńacii Nr AP 083

obiekt Wżorcowania/pomiaru zakres pomiarowy NiepeWność
pomiaru dla circ

lViejsce
dżjał,

Metoda pomiaroWa

Kalibratoly (10 + 200) pA
(0,2 + 2) mA
(2 ,i, 20)mA

(20 + 200) mA
(0,2 r 2)A
(2 + ,l0) A

0,0093 %

0,034 %

0,0036 %

0,0066 %

o,o21 %

0,057 %

s Procedura weWnętżna
PWL3/05

Napięcie Ac
lvlultimetry
lvlierniki napięcia cyf rowe (10 + 200) mV

(0,2 + 2)v
12+20|'v

0,039 o/.

0,032 %

0,033 %

s Procedura wewnętrzna
PWL3/07

(10 + 40) H2
(10 + 200) mV

(0,2r 2\v
(2i20)v

0,021 %

0,015 %

0,016 %
(40 - 300)Hz

200!V+2mV
(2 - 20)mV

(20 - 200) mV
200mV+2V

|2+ 20| y
(20 + 200) V

(200 + 1000) v

0,Ą3 %

0,052 %

0,016%
0,009 %

0,0073 %

0,0085 %

0,019 %

300 Hz + 10 kHz
200JrV+2mV

(2 ,i, 20) mv
(20 + 200) mv
200mV+2V

12+ 2oJ v
(20 + 200) v

(200 + 1000) V

0,36 %

0,0Ą5 %

0,01Ą %

o,oo77 ./"

0,0055 %

0,0066 %

0,015 %
10 kHż + 30 kHz

200pv+2mv
(2 ,i, 20)mV

(20 i 200)mV
200mV+2V

(2+20)v
(20.i 200)V

(200 + l000) V

0,36 %

0,046 %
0,016 %
o,oo17 %

0,0055 %

0,0084 %

0,020 yr

(30 + 100)kHz
200}tV+2mv

(2 + 20) mV
(20; 200) mV
200mV+20V

(20 + 200)v
(200.i 1000) V

0,Ą5 §/.

o,o72 %

0,042 %

o,o11 o/a

0,016 %

0,026 %
(100 + 330) kHz

200pV+2mV
(2 + 20) mv

(20 + 200) mV
200mv+2v

|2+ zoJ v
ł20 + 200)v

0,78 %

0,19 %

0,13 %

0,036 %

0,035 %

0,053 %

300kHz+llVHz
200FV+2ńv

(2 . 20) mV
(20 + 200) mv
200mVł20v

0,0023 , W._ + 0,024 ńV
o,4 %

0,3 %

o,2 %
gdzie W"- - wańość
wielkości mierzonei

Kaliblatory
(20 + 200) mV

0,038 % dla 10 Hż
0,021 % dla (10.

40) Hż

s ProcedUra w€Wnętż na
PWi L3/05

(40 + 100) Hż
(10.i 200) mv

200 mv + 200 v
(200 i 1000)V

0,018 %

0,011%
0,015 %

(100 + 2000) Hz
(10 - 200) mV

200 mV - 200 V
(200 + 1000) v

0,017 %

0,01 %

0,015 %

Wersja §tronyI A
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PcA zakres akredytacji Nr AP 083

obiekt Wżorcowania/pomiaru zakres pomiarowy Niepewność
pomiaru dla clllc

Miejsce
dżiał.

Metoda pomiarowa

Kalibratory (2 + 10) kHz
(10 - 200) mV

200 mV + 200 v
(200 + 1000) V

0,00014 ,W*. + 0,004 mV
0,012 o/r

o.o13 %
gdzie W.. - Wańość
wielkościmierżonei

s Procedura wewnętrzna
PWL3/05

(10 + 30) kHz
(10 + 200)mV

200 mV + 200 v
200 V+ 1000 V

0,00034. W*- + 0,008 mv
0,024 %

0,026 %
gdzie Wwm - wańość
wielkościmierzonei

(30 + 100) kHz
(20 + 200)mV

200 mv + 200 V
(200 + 1000)V

0.00077 .W.- + 0,02

0,067 %

0,077 %
gdzie Wwm _ wańość
wielkościmierżonei

(100 - 300) kHz
200 mv+ 200 V 0,4%

300kHz+llvlHz
200 mv + 200 V 2,0 %

Prad Ac
lvultimetry
Nlierniki prądu cyfrowe

10Hż+lkHż
(10 i 200) pA

(0,2 + 200)mA
(0,2 + 2) A
(2 + 10)A

0,026 %

0,019 %

0,042./"
0,061 %

s ProcedUra wewnętrzna
PW/L3/07

(1 + 5) kHz
(10 + 200)llA

(0,2 + 200) mA
I0,2 + 2\ 

^(2+10)A

0,045 %

0,030 %

0,062 a/"

0,12%
Kalibratory 50 Hz= 2 kHz

(10 + 200)pA
(0,2.i 200) mA

(0,2 + 2)A
(2 + 10)A

0,061 %

0,041 %

0,073 o/"

0,1 ./"

s Procedura WeWnętrzna
PWL3/05

(2 + 5) kHz

(10 + 200)}lA

(0,2 + 200) mA
|0,2+ 2) A
(2+10)A

0,0003.W*-+0,02

0,039 %

0,083 %

0,26 %
gdzie Wwń - wańość
wielkości mierzonei

Re, aDc
lMultimetry
lVierniki rezystancji cyfrowe

(0,1 + 1)O
{1 + l0)o

10a+l0kO
(10 + 100) kn
100ko+1lvo

(1 + 10) lvo
ł10 + 100) Mo

o,o14%
0,0030 %

0,00l1 %

0,0014 %

0,0032 %

0,0063 %

0,022 %

Procedura wewnętrzna

Kalibratory (1 +2)o
(2+20)o

20 o+ 200 ko
200ko+2Mn

(2 + 20) lvo
(20 + 200) Nlo

100 MO
{0,2 + l) Gn

o,oo21 %

0,0014 %

0,0011 %

0,0019 %

0,0047 %

o,075 oń

0,016 %

0,55 %

s Proc€dura w.wnętrżna
PWL3/05

R€zys aAc

lVierniki reżystancji clrowe
1 k{z

1o+100ko 0,0003 W-.,+2mo
gdzie W.- - wańość
wielkości mierzonei

s Procedura Wewnętżna
PW/L3/01
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PcA Zakres akredńacji Nr AP 083

obiekt wzorcowania/pomiaru zakres pomiarowy NiepeWność
pomiaru dla clvc

Miejsce
dzjał,

Metoda pomiarowa

lndukcyjność
cewki wżorcoWe regulowane
cewki wzolcowe stałe
Mo§lka
Mierniki indukcyjności

1pH
2l,H
3pH
5|H

10 !H
20 PH
30 |H
50 pH
l00 pH
200 tlH
300 pH
500 pH
1mH
2mH
3mH
5mH
10 mH
20 mH
30 mH
50 mH
100 mH
200 mH
300 mH
500 mH

1H
2H
5H

,I0 H

5,2 %
2,5 %

2,o %

1,6 %

0,52 %

0,26 o^

0,22 %

0,17 %

0,11 %

0,10 %

0,08 %

0,06 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

0,04 %

0,04 %

0,0Ą %

0,04 %

o,04 %

0,04 %

o,04 %

0,04 %

0,04 r/"

0,04 %

0,12%
0,12%
0,12%

s Procedura wewnętż na
PWL3i 0l

Pojemność
Kondensatory wzolcowe legulowane
Kondensatory wzorcowe stałe
lVostki
l\ł ierniki poj€mności

1 kHz
10 pF, 100 pF,500 pF

1000 pF,5000 pF, 10000pF
(0,1- 10)pF

10 pF + 0,1 pF
(0,1 + 1)pF
(l + 10) }1F

(10 = 100) uF

0,007

0,03 %

0,012%
o,o12%
0,03 %

0.05 %

S Procedura wewnętrzna
PW/L3/01
PW/L3/06

czas lprzedzial czasu)
I!łierniki okresu (częstościomieźe- 0,1 lls+l s (3 10ć Hz.T + 1,9.10 0)T

T-okres.
składniki 3.10 5 Hz

iylko dla prżebiegów
sinu5oidalnych

U*>1 v, cżas otwarcia
bramki>10 T

s Procedura wewnęt12 na
PWL3/l8

częstotliwość
Generatory kwarcowe 10 Hż + 225 MHż 3,10 5 Hż + 1,9 104 f

f- częstotliwość
składniki 3.10 5 Hz

tylko dla przebiegów
sinusoidalnych

U"k>1 V, cża§ otwarcia
bramki>10 T

s Plocedura wewnętrżna
PWL3i 19

Mierniki częstotliwości cyf rowe 1 Hz + 80lMHz 3,10 5 Hż + 1!9,10!f
f - częstotliwość
skłaclniki 3,10,5Hz

tylko dla przebiegóW
sinUsoidalnych

U.l>1 V, czas otwalcja
bramki :,l0 T

s Procedura w€wnętę na

Wersja strony: A

Niepewnośc pomiaru dla CMc stanowi niepewność rozszeżoną przy prawdopodobieństwie razszelzenia
ok,95 % Wartośc Wyrażona W procentach jest niepewnością pomiarU Względną i dotyczy procentowego
Udziału W Wańości Wielkości mierzonej, W pozostałych przypadkach niepewność pomiaru dla Cl\4C Wyrazona
jest w jednostkach wielkości mierzonej
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PcA zakres akredńac.ii Nr AP 083

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 083

status zmian: wersja pierwotna - A

zalwierdzam status zmian

KlERoWNF-ĘlALU AKREDYTACJl
/ WzoRcoWA N/ r\rtr _\ ]\\N

KATAR>{ty'A \^iiś N lEws KA
dnia: 29.11.2023 r.

wydanie n( 22, 2g.1 1.2023 str, 10/10

j_1l :


